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SiO2等を原料とした量子ビット・量子センサ材料

低コストで作製可能。書き込み操作を実証済み。

ダイヤモンド中の窒素-空孔中心(NVセンタ)は、量子ビットとして必要な
特性を満たし、量子コンピュータや量子センサとしての応用が期待される。
また代替材料として、SiCの空孔-空孔中心(VVセンタ)やイットリウムアルミ
ガーネット(YAG)にCeイオンをドーピングした材料が検討されている。ただし
これらの材料はいずれも原料コストが高いことが課題であり、大規模化が
難しいことが予測されている。
本発明は、SiO2やMgAl2O4基板中にCeイオンをドーピングすることで発
光中心(Ce3+)を形成できること、及び光検出磁気共鳴(ODMR)の測定
結果から量子ドットにおける書き込み操作を実現できることを実証し、低コ
ストで量子ビット・量子センサを実現できる可能性がある。

概要

 ODMR等の量子センサ
 量子コンピュータ等の量子ビット
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